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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　分離ユニット（３４）と、負の空気圧を作り出すための真空源（３４）と、ダウンスト
リームフィルタ（３３）と、を備える真空掃除機（１）であって、
　前記真空掃除機は、真空掃除モードにおいて動作するように構成されており、この真空
掃除モードでは、前記真空源（３１）が前記分離ユニット（３４）と接続されて、ダスト
を含む気流（３９）を前記分離ユニットの中に通してダストを前記気流から分離し、前記
ダウンストリームフィルタ（３３）は、前記分離ユニット（３４）と前記真空源との間に
接続されて、前記気流から残っているダストをろ過するために、順方向の前記気流を受け
取り、
　前記真空掃除機はフィルタ清掃モードに切り替え可能であり、このフィルタ清掃モード
では、前記真空源（３１）は、前記ダウンストリームフィルタ（３３）と接続され、気流
を逆方向に前記ダウンストリームフィルタ（３３）の中に通して、ダストを前記ダウンス
トリームフィルタ（３３）から除去し、前記分離ユニット（３４）は、前記ダウンストリ
ームフィルタと前記真空源との間に接続されて、前記ダウンストリームフィルタによって
放出されたダストを前記気流から除去し、
　前記分離ユニットは、第１サブ分離器（３５）及び第２サブ分離器（３７）を備えてお
り、
　前記真空掃除モードでは、前記第１サブ分離器及び前記第２サブ分離器は並列に接続さ
れ、
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　前記フィルタ清掃モードでは、前記第１サブ分離器及び前記第２サブ分離器は直列に接
続されることを特徴とする真空掃除機。
【請求項２】
　それぞれのサブ分離器がサイクロン分離器（１３）を備える請求項１に記載の真空掃除
機。
【請求項３】
　前記ダウンストリームフィルタはマイクロ孔フィルタである請求項１又は２に記載の真
空掃除機。
【請求項４】
　前記真空掃除機は、固定された真空掃除機である請求項１から３の何れか一項に記載の
真空掃除機。
【請求項５】
　前記真空掃除機は、移動可能な真空掃除機である請求項１から３の何れか一項に記載の
真空掃除機。
【請求項６】
　前記真空掃除機は、キャニスター型である請求項５に記載の真空掃除機。
【請求項７】
　前記真空掃除機は、アップライト型である請求項５に記載の真空掃除機。
【請求項８】
　更に、前記フィルタ清掃モードにおいて、前記ダウンストリームフィルタを叩く又は振
動させる手段（６７）を備える請求項１から７の何れか一項に記載の真空掃除機。
【請求項９】
　真空掃除機は、ダウンストリームフィルタ（３３）と、第１サブ分離器（３５）及び第
２サブ分離器（３７）を有する分離ユニット（３４）と、を備えており、
　　前記ダウンストリームフィルタ（３３）は、
　　　前記第１サブ分離器（３５）と前記第２サブ分離器（３７）とを並列に接続するス
テップと、
　　　ダストを含む気流（３９）を前記分離器（３４）の中に通して、前記気流からダス
トを分離するステップと、
　　　前記気流から残っているダストをろ過するために、前記気流を順方向に前記ダウン
ストリームフィルタ（３３）の中に通して前記分離ユニット（３４）から離れさせるステ
ップと、を備える真空掃除方法の間に用いられる、
真空掃除機のダウンストリームフィルタ（３３）を清掃する方法であって、
　前記第１サブ分離器（３５）と前記第２サブ分離器（３７）とを直列に接続するステッ
プと、
　気流（５７）を逆方向に前記ダウンストリームフィルタ（３３）の中に通して、前記ダ
ウンストリームフィルタからダストを除去するステップと、
　前記気流（５７）を前記分離ユニット（３４）の中に通して、前記ダウンストリームフ
ィルタによって放出されたダストを前記気流から分離するステップと、
を備える真空掃除機のダウンストリームフィルタ（３３）を清掃する方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、分離ユニットと、負の空気圧を作り出すための真空源と、ダウンストリーム
フィルタと、を備える真空掃除機であって、真空掃除機は、真空掃除モードにおいて動作
するように構成されており、この真空掃除モードでは、真空源が分離ユニットと接続され
て、ダストを含む気流を分離ユニットの中に通してダストを気流から分離し、ダウンスト
リームフィルタは、分離ユニットと真空源との間に接続されて、気流から残っているダス
トをろ過するために、順方向の気流を受け取り、そして、真空掃除機はフィルタ清掃モー
ドに切り替え可能であり、このフィルタ清掃モードでは、真空源は、ダウンストリームフ
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ィルタと接続されて、気流を逆方向にダウンストリームフィルタの中に通して、ダストを
ダウンストリームフィルタから除去し、分離ユニットは、ダウンストリームフィルタと真
空源との間に接続されて、ダウンストリームフィルタによって放出されたダストを気流か
ら除去する。また、本発明は、真空掃除機のダウンストリームフィルタを清掃するための
方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　そのような真空掃除機は、国際公開２００５／０５３４９７　Ａ１に開示される。その
文献では、２つのダウンストリームフィルタが用いられており、一方が細かいダストによ
って詰まった時は、ユーザは、フィルタスイッチをセットして、分離ユニット及び他方の
ダウンストリームフィルタを用いて、詰まったフィルタを清掃することが許容される。清
掃されたフィルタは、次に、他方のフィルタが詰まった時にすぐに使える状態にある。
【０００３】
　この真空掃除機が有する問題点は、ユーザがフィルタを清掃することを忘れるかも知れ
ないし、又は、その処理が幾分煩わしいと思うかも知れないことである。
【発明の概要】
【０００４】
　本開示の目的の１つは、この問題を全部又は一部取り除くことである。この目的は、請
求項１に係る真空掃除機を用いることによって、及び、請求項９に係る方法を用いること
によって、達成される。
【０００５】
　より具体的には、最初に述べた種類の真空掃除機では、分離ユニットは、第１サブ分離
器及び第２サブ分離器を備えており、真空掃除モードでは、第１サブ分離器及び第２サブ
分離器は並列に接続され、フィルタ清掃モードでは、第１サブ分離器及び第２サブ分離器
は直列に接続される。
【０００６】
　直列に接続された分離器構成は非常に良い分離性能を有するので、フィルタ清掃モード
における２つの直列に接続されたサブ分離器の使用は、他のダウンストリームフィルタを
用いることなく、詰まったダウンストリームフィルタの清掃を許容する。非常に高い分離
器流れ抵抗（ｆｌｏｗ　ｒｅｓｉｓｔａｎｃｅ）がフィルタ清掃モードにおいて許容され
るので、この構成が使用され得る。補助フィルタが、フィルタが清掃される毎に取り外さ
れる必要がなく、このプロセスはユーザの観点からより易しい。そのことは、自動的にも
実行され得る。
【０００７】
　それぞれのサブ分離器は、サイクロン分離器を備え得る。サブ分離器は、同じ又は異な
る渦直径のいくつかのサイクロン分離器を備え得る。いくつかのサイクロンは、直列及び
／又は並列に接続され得る。
【０００８】
　ダウンストリームフィルタは、定期的に清掃されるので、多くのダストを持つ必要はな
いため、ダウンストリームフィルタは、マイクロ孔フィルタであり得る。真空掃除機は、
キャニスター型又はアップライト型のような、固定された真空掃除機又は移動可能な真空
掃除機であり得る。
【０００９】
　また、真空掃除機は、フィルタ清掃モードにおいてダウンストリームフィルタを叩く又
は振動させる手段を備え得る。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】真空掃除機を示す。
【図２】サイクロンを模式的に示す。
【図３ａ】真空掃除モードにおける真空掃除機を示す。
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【図３ｂ】フィルタ清掃モードにおける図３ａの真空掃除機を示す。
【図４ａ】真空掃除モードとフィルタ清掃モードとの間を切り替えるバルブを模式的に示
す。
【図４ｂ】真空掃除モードとフィルタ清掃モードとの間を切り替えるバルブを模式的に示
す。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　図１は、キャニスター型又はシリンダ型の真空掃除機を示す。真空掃除機は、真空源及
び分離ユニット（図示せず）を有する主部分３を備える。主部分は、向上した可動性を提
供するべく車輪５を備えており、フレキシブルチューブ７及び固いチューブ９を介して、
床及びカーペット等からダスト（ｄｕｓｔ）を獲得可能なノズル１１に接続している。
【００１２】
　本開示は、また、主部分が固いチューブと一体で提供されるアップライト型の真空掃除
機に対して、及び建物の中において据え付け導入物として提供される固定された真空掃除
機に対しても関係している。
【００１３】
　図２は、本開示の真空掃除機における分離ユニットとして用いられ得るサイクロン１３
を模式的に示す。サイクロン１３は、その中を通ってダストを含む空気が渦チャンバ１７
の中に入る吸気スロット１５を有しており、渦チャンバ１７は、図２に示すように、縦方
向に垂直な実質的に円形の断面を有し得る。ダストを含む空気は、渦チャンバ１７の周囲
における接線方向に沿って入り、渦チャンバ１７の中央に挿入された排気チューブ１９の
中を通って渦チャンバ１７の外へ吸い出される。このことは、渦２１内で渦チャンバ１７
の中を通ってダストを含む気流を作る。従って、ダスト粒子２３は、ｖ2／Ｒに依存する
遠心力を受ける。ここで、ｖは流速であり、Ｒは渦チャンバの断面の直径であり、この遠
心力は、粒子を渦チャンバの側面に向かわせる。粒子が側面に到達すると、粒子は図にお
ける下方へ向かう２次的な気流に捕獲されて、渦チャンバ１７の底部における開口２５の
中を通ってダストチャンバ２７の中へ落ちる。
【００１４】
　ダストチャンバ２７は、真空掃除機のユーザによって都合良く空にされ、この種のサイ
クロンのユーザは、従来の真空掃除機のフィルタバッグに対する必要性を取り除き得る。
【００１５】
　示されたサイクロン１３において、渦チャンバ１７は、下側の方向において先細りする
断面を有しており、開口において最小の断面を有する。より具体的には、渦チャンバは裁
頭円錐形状を有する。しかし、円柱、先細りでない形状はもちろん他の先細り形状もサイ
クロンにおいて考慮され得ることに留意すべきである。
【００１６】
　しばしば、他のタイプのサイクロン又は分離ユニットは、効率が高い程、抵抗が高くな
るという、分離効率と流れ抵抗との間にトレードオフを有するだろう。従って、例えば、
もし標準的なダストに対して非常に高い分離効率／比を提供し得るサイクロンが用いられ
る場合、流れ抵抗が、非常に高いので、標準の真空源を備える真空掃除機のノズル（図１
の１１）において許容範囲の空気の流れを提供することができないだろう。従って、真空
掃除機は、許容できる様には、床又はカーペットからダストを捕獲することができないだ
ろう。標準的なダストの例は、ＤＩＮ　ＩＥＣ　６０３１２において参照されるＤＭＴ　
ＴＥＳＴ　ＤＵＳＴ　ＴＹＰＥ　８（登録商標）がある。
【００１７】
　従って、実際には、低い流れ抵抗を備えるサイクロンが用いられ、排気チューブ１９を
通って吸い出される残りのダストは、真空源を守るために代わりにダウンストリームフィ
ルタを用いて除去される。重い粒子はより大きな遠心力を受けるので、通常、ろ過される
べく残るのはより細かいダストの部分である。ダウンストリームフィルタという表現は、
真空掃除モードにおいて主分離の後であって真空源の前に配置されるフィルタのことを呼



(5) JP 4950307 B2 2012.6.13

10

20

30

40

50

ぶ。
【００１８】
　次に、そのようなダウンストリームフィルタを清掃するための手段を備えた真空掃除機
が説明される。この手段によってフィルタの詰まりを大いに避けることができる。
【００１９】
　そして、真空掃除機は通常の真空掃除モードからフィルタ清掃モードに切り替えられる
。このことは、手動的に又は自動的に行われ得る。
【００２０】
　図３ａは、真空掃除機が真空掃除のために用いられる真空掃除モードにおける真空掃除
機を模式的に示しており、一方、図３ｂは、フィルタ清掃モードに切り替えられた時の真
空掃除機を示す。
【００２１】
　図３ａ及び図３ｂの両方を参照して、真空掃除機は、通常電気モータによって駆動され
るファンを備えた真空源３１を有する。真空源３１は、真空掃除機に床及びカーペット等
からダストを収集させることを可能にする負の空気圧を作り出す。ダウンストリームフィ
ルタ３３を経由して、真空源３１は、第１サブ分離器３５及び第２サブ分離器３７を備え
る分離ユニット３４と接続される。第１サブ分離器３５及び第２サブ分離器３７は、それ
ぞれが、典型的には図１のフレキシブルチューブ７と接続され得る吸気口４１を通って受
け取られたダストを含む気流３９の実質的に半分（５０％）を受け取るように、真空掃除
モードでは並列に接続される。もちろん、サブ分離器に異なった量の空気（例えば、６０
％－４０％、７０％－３０％等）を受け取らせることもできる。また、３つ又はそれ以上
の並列に接続されたサブ分離器を使用することも可能だろう。
【００２２】
　サブ分離器３５，３７は、気流３９からほとんどのダストを分離する。通常細かい部分
から構成される残っているダストから真空源３１を保護するために、残っているダストは
、気流が順方向に通過するダウンストリームフィルタ３３によってろ過される。そして、
気流は、真空源３１を通過し、最後にモータフィルタ４３によってろ過されて、真空源３
１によって放出される例えばグラファイト粒子を分離する。図３ａの構成は、第１の組の
バルブ４５，４７，４９，５１，５３を開放し、一方第２の組のバルブ５５，５７，５９
，６１が閉鎖され続けることによって達成される。
【００２３】
　真空掃除モードでは、サブ分離器が並列に接続されるので、この場合の分離ユニットの
流れ抵抗は低い。このことは、床、カーペット等からのダストの効果的な収集をもたらす
。
【００２４】
　図３ｂでは、真空掃除機はフィルタ清掃モードに切り替えられている。フィルタ清掃モ
ードでは、ダウンストリームフィルタ３３が、清掃されなければフィルタを詰まらすダス
トを除去することによってその流れ抵抗が低減されるように清掃される。真空掃除機は、
第１の組のバルブ４５，４７，４９，５１，５３を閉鎖し、且つ第２の組のバルブ５５，
５７，５９，６１を開放することによってフィルタ清掃モードに切り替えられる。そして
、周囲の気流６３が、フィルタ清掃開口６５を通って引き込まれ、ダウンストリームフィ
ルタが気流６３の中にダストを放出するように、ダウンストリームフィルタ３３の中を通
って逆方向に通過する。このプロセスは、ダウンストリームフィルタ３３を叩くか又は振
動させるラッパー又はバイブレータ６７の手段によって、任意に高められても良い。
【００２５】
　図３ａ及び図３ｂの構成は、単なる模式的な例であることに留意されたい。他の構成も
本開示の範囲内で可能であり、バルブの機能は異なるように達成されても良い。
【００２６】
　図３ｂでは、周囲の気流６３がフィルタ清掃開口６５の中を通って引き込まれる。しか
し、フィルタ清掃開口６５を無しで済ませて、気流がダウンストリームフィルタ３３を逆
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方向に通過するように、周囲の空気を吸気口４１からダウンストリームフィルタ３３に導
くことも可能である。フィルタ清掃モードの間は、真空掃除機の全ての空気吸気口を閉じ
て、すでに真空掃除機内にある空気をダウンストリームフィルタ３３に逆方向に通り抜け
させることも可能である。
【００２７】
　そして、放出されたダストが再び気流から分離されるように、気流は、現在直列に接続
されている第１サブ分離器３５及び第２サブ分離器３７の中を通過する。そして、気流は
真空源３１及びモータフィルタの中を通過する。
【００２８】
　図４ａ及び４ｂには、真空掃除モードとフィルタ清掃モードとの間で切り替える時に、
サブ分離器の接続を並列と直列との間で変えるためのバルブ７０の一例の実施形態が示さ
れる。示された実施形態では、それぞれのサブ分離器はサイクロン分離器を備えているが
、当業者は他の種類のサブ分離器も用いられ得ることを認識するだろう。サイクロン分離
器は、図２を参照して上述されたタイプであっても良く、吸気スロット１５と、渦チャン
バと、排気チューブ１９と、分離されたダストのための底部における開口２５とを備え得
る。
【００２９】
　バルブ７０は、バルブハウジングによって囲まれたバルブチャンバを備える。バルブハ
ウジングは円筒状の壁部分７４を含む。横断壁７３は、バルブチャンバが２つの区画７１
，７２に分けられるように、バルブチャンバを横断して配置されており、区画７１，７２
が横断壁７３によってお互いから気密式に切り離される。空気経路が横断壁の中に設けら
れており、この空気経路は横断壁７３の一方の端から横断壁７３の他方の端まで延びてい
る。横断壁７３はバルブチャンバの内部で回転可能に配置されており、円筒状の壁部分７
４の内側と滑り接触して、区画７１，７２の間を気密に密封し続ける。
【００３０】
　バルブハウジングの円筒状の壁部分７４は、気流をバルブチャンバの内及び外へ導くた
めの６つの開口を備えている。気流は、主入り口開口７５を通ってバルブ７０に与えられ
、主排気口８０を通って放出される。また、左排気口７６は第１サブ分離器３５の吸気口
１５に接続され、左吸気口７７は第１サブ分離器３５の排気口１９に接続される。最後に
、右排気口７８は第２サブ分離器３７の吸気口１５に接続され、右吸気口７９は第２サブ
分離器３７の排気口１９に接続される。
【００３１】
　図４ａでは、バルブは、真空掃除モードにおける真空掃除機を動作させるために、サブ
分離器が並列に接続される位置に示されている。横断壁は、それが左排気口７６と左吸気
口７７との間の位置における円筒状の壁部分７４から、直径的に反対の右排気口７８と右
吸気口７９との間の位置における円筒状の壁部分７４における位置まで延びる位置にある
。そのように、ダストを含む気流がバルブ７０に入ると、気流は区画７２に受け取られて
、右及び左の両方の排気口７６，７８を通って両方のサブ分離器３５，３７へ続くことが
許容される。サブ分離器を離れる２つの気流は、それぞれ、左及び右吸気口７７，７９を
通って区画７１に入り、バルブチャンバに戻される。最後に、再び合流した気流は、主排
気口８０を通ってバルブを離れる。その後、気流は、ダウンストリームフィルタ（図示せ
ず）へと続き、更に、図１～３を参照して上述したように、真空源を通る。
【００３２】
　真空掃除機がフィルタ清掃モードに切り替えられると、バルブ７０は操作されて横断壁
７３を図４ｂに示される位置へ回転し、それによって、サブ分離器３５，３７は直列に接
続される。横断壁７３は、その空気経路が右吸気口７９を左排気口７６と接続するように
位置付けられる。そのようにして、ダウンストリームフィルタ（図示せず）から放出され
たダストを含む気流がバルブ７０に到着すると、気流は主入り口開口７５を通って区画７
２の中に与えられる。その後、気流は右排気口７８の中を通過し、第２サブ分離器３７を
通って、横断壁７３の空気経路を通って、第１サブ分離器３５を通って、最後にバルブチ
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ャンバの区画７１に受け取られる。その後、気流は主排気口８０を通ってバルブチャンバ
を離れ、図１～３を参照して上述したように、真空源（図示せず）へと続く。
【００３３】
　図３ａ及び３ｂを参照して上述したプロセスは、ダウンストリームフィルタ３３が頻繁
に交換される必要がないように、ダウンストリームフィルタ３３を清掃する。サブ分離器
は今直列に接続されているので、所定のダスト（例えば、標準的なダスト）に対するそれ
らの分離比は、真空掃除モードよりも非常に高い。このことは、追加のダウンフィルタが
任意に提供され得るとしても、そのような追加のダウンストリームフィルタが必要とされ
ないことを意味する。高い分離比は高い流れ抵抗を犠牲にして生じるが、フィルタ清掃モ
ードでは、床又はカーペットから重い粒子を含むダストを収集する必要がないので、この
ことは許容される。この高い分離比は、ダウンストリームフィルタから放出される細かい
ダストの部分を効率的に分離することを可能にする。
【００３４】
　この構造におけるダウンストリームフィルタ３３は、例えば、ユーザが真空掃除を終了
又は開始する時に、定期的に、手動又は自動に清掃される。ダウンストリームフィルタに
おける圧力降下を測定して、フィルタ清掃が必要とされる時を決定する圧力センサを提供
することも可能である。真空掃除機がフィルタ清掃モードにある期間は、又は、言い換え
れば、フィルタがどの位の間清掃を受けるのかは、例えば、手動で定められた時間、又は
、フィルタにおける圧力降下に依存した時間に決定され得る。
【００３５】
　そのように、ダウンストリームフィルタは、多くのダストを持てる必要はない。延伸さ
れたＰＴＦＥ（ｐｏｌｙｔｅｔｒａｆｌｕｏｒｅｔｈｙｌｅｎ）から形成されたフィルタ
のようなマイクロ孔フィルタ、例えばゴアテックス（登録商標）が考えられ得る。そのよ
うなフィルタ上では、ダストは、従来のフィルタのようにフィルタの底ではなく、むしろ
フィルタ表面の上に収集される。従って、マイクロ孔フィルタは、容易に清掃され得る。
【００３６】
　まとめると、本開示は、分離ユニットと、負の空気圧を作り出すための真空源と、ダウ
ンストリームフィルタとを備える真空掃除機に関する。真空掃除機は、真空掃除モードに
おいて動作するように構成されており、フィルタ清掃モードに切り替え可能であり、この
フィルタ清掃モードでは、真空源は、ダウンストリームフィルタと接続され、気流を逆方
向にダウンストリームフィルタの中に通して、ダストをダウンストリームフィルタから除
去し、分離ユニットは、ダウンストリームフィルタによって放出されたダストを気流から
分離するべく配置される。分離ユニットは、真空掃除モードでは並列に接続され、且つフ
ィルタ清掃モードでは直列に接続される第１サブ分離器及び第２サブ分離器を有する。こ
のことは、ダウンストリームフィルタの都合の良い清掃を提供する。
【００３７】
　本発明は、上述した実施形態に制限されず、添付の請求項の範囲内で変形及び変更され
得る。
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